
 طرفه ماسک دو تطبیق دستگاه 

 MAB-110365مدل 

 

 شرکت توسعه فناوری ریز مقیاس آژینه



کؾَر ثب  اًطجبق  عبخت ( Mask Aligner) اٍلیي دعتگبُ تطجیك هبعک
 پؾتی ٍ دٍ طزفِ  

 ؽزکت تَعؼِ فٌبٍری ریشهمیبط آصیٌِ: عبسًذُ

 420932: ؽوبرُ ثجت

 حَسُ هحصَلات هْوتزیي اس یکی ػٌَاى ثِ الکتزًٍیکی ادٍات ثِ ثؾزیت رٍسافشٍى ًیبس اهزٍسُ،    

 در آى هحصَلات کبرثزدّبی ٍ صٌؼت ایي گغتزػ .ًیغت پٌْبى کظ ّیچ اس الکتزًٍیک هیکزٍ

 گغتزػ عجت ًیبسهٌذی ایي .اعت هحصَلات ایي ًَع ثْتزیي ًیبسهٌذ خَد ًَثِ ثِ اهزٍس، جْبى

 ٍجَد هغتلشم هْن ایي ثِ دعتیبثی .اعت ؽذُ ارسػ ثب کبلاّبی ایي تَلیذ چؾوگیز پیؾزفت ٍ

 ٍ الکتزًٍیکی ادٍات تَلیذ خط تجْیشات .اعت هذرى تجْیشات ثب  پیؾزفتِ ّبی آسهبیؾگبُ

 :کزد اؽبرُ سیز هَارد ثِ تَاى هی کِ ؽَد هی ثٌذی تمغین هختلفی ّبی ثخؼ ثِ عٌغَرّب

لایِ ًؾبًی ّب 
رٍػ ّبی لایِ ًؾبًی فیشیکی 

     Thermal Evaporation System 

Rf and Dc Sputtering 

     E- Beam Evaporation System  

 

رٍػ ّبی لایِ ًؾبًی ؽیویبیی 

Atmospheric Pressure CVD 

Low Pressure CVD 

Plasma Enhanced CVD 

Metal Organic CVD  

 

 رٍػ ّبی لایِ ًؾبًیEpitaxy  کیفیت ثبلا ٍ 

 رٍػMolecular Beam Epitaxy 

  رٍػLayer-by-Layer  

 

  اکغیذاعیَى 
 رٍػ اکغیذاعیَى خؾک Dry Oxidation 

 رٍػ اکغیذاعیَى تزWet Oxidation 

 

 ایجبد ًبخبلصی 
 رٍػDoping Diffusion   

   رٍػIon Implantation  

 



 ًَ(تجْیشات)لیتَگزافی هیکزٍ ٍ ًب 
 ُدعتگبSpin Coater  

Wet bench  

اتبق تویش هخصَؿ لیتَگزافی 

 دعتگبُ اًطجبق هبعک ّبی اپتیکیMask Aligner  

دعتگبُ تَلیذ هبعک ثِ رٍػ کَچک عبسی 

دعتگبُ تَلیذ هبعک ٍ لیتَگزافی لیشری 

 دعتگبُ تَلیذ هبعک ٍ لیتَگزافی ًبًَهتزی E-Beam Lithography 

 دعتگبُ تَلیذ هبعک ٍ لیتَگزافیMask Projection System  

Thermal Treatment System  

 

لایِ ثزداری ٍ سدایؼ 
          لایِ ثزداری تزDry Etching   

          لایِ ثزداریWet Etching  

          لایِ ثزداریPlasma-Sputtering  

 

ثغتِ ثٌذی 
3D packaging  

Wire bonding  

Sealing 

 

تغت 
Reliability Tests 

Physical and Properties Tests 

  

 عبخت فزایٌذ ثِ هزثَط تجْیشات کلیِ تْیِ ّذف ثب آصیٌِ همیبط ریش فٌبٍری تَعؼِ ؽزکت     

 1390 عبل اس الکتزًٍیک ًبًَ ٍ هیکزٍ حَسُ ثب هزتجط ّبی حَسُ ٍ عٌغَرّب ٍ الکتزًٍیکی ادٍات

 ثبیغت هی ّذف ایي ثِ دعتیبثی ثزای ؽذ اؽبرُ ثبلا در کِ ّوبًطَر .کزد ؽزٍع را خَد فؼبلیت

 تَلیذ خط در هزحلِ هْوتزیي لیتَگزافی فزایٌذ .ثبؽین هَفك فزایٌذ ایي هختلف ّبی ثخؼ در

 داًؾگبُ ٍ ّب پضٍّؾکذُ صٌبیغ، اغلت ًیبس کِ آیذ هی حغبة ثِ MEMS ٍ الکتزًٍیکی ادٍات

  .اعت ّب

 



 ٍ تبهیي هزحلِ ٍارد دارد اختیبر در کِ فٌی داًؼ ثب ثبر اٍلیي ثزای آصیٌِ ریشهمیبط ؽزکت      
 .اعت کزدُ ؽزٍع را عبخت فزایٌذ اس هزحلِ ایي در ًیبس هَرد تجْیشات ٍ ّب دعتگبُ عبخت
 ّن Mask Aligner  اپتیکی ّبی هبعک اًطجبق دعتگبُ ػٌَاى ثِ ؽزکت ایي هحصَل عَهیي
  .ثبؽذ هی ػزضِ لبثل هؾتزی ّبی ًیبس توبم گزفتي ًظز در ثب اکٌَى

 لاسم لایِ چٌذ ٍ لایِ تک صَرت ثِ هیکزًٍی الگَّبی ثِ ًیبس کِ ّبی پزٍصُ توبم در دعتگبُ ایي      
  .ثبؽذ هی اعتفبدُ هَرد ثبؽذ،

 :کبرثزدّب
هیکزٍى 1-2 دلت ثب هختلف ثغتزّبی رٍی هتفبٍت ّبی الگَ ایجبد 

هیکزٍى 1-2 اًطجبق دلت ثب ؽذُ تَلیذ لجل اس الگَّبی رٍی ثبًَی الگَّبی اًطجبق 

هبٍراثٌفؼ ًَر در پلیوزّب پخت ٍ ًَردّی فزایٌذ 

 

 :اهکبًبت ٍ ّب هشیت
خبرجی ّبی ًوًَِ ثب همبیغِ در آعبى ثکبرگیزی رٍػ 

ًوًَِ عبیش هحذٍدیت ثذٍى  هبعک ٍ ًوًَِ ًگْذراًذُ عیغتن دارای 

اعتفبدُ ثبر 10000 ثبلای ػوز طَل ثب یکٌَاخت ًَردّی عیغتن دارای 

اتَهبتیک ًیوِ کٌتزلی عیغتن دارای   
هخصَؿ دٍرثیي ٍ چؾوی لٌشّبی طزیك اس فزایٌذ حیي الگَّب دیذى اهکبى 

کبهپیَتز ٍ افشار ًزم اس اعتفبدُ ثب اثؼبد گیزی اًذاسُ اهکبى 

عبهبًِ ًصت لبثلیت  Back-Side Aligning   

ؽیئی لٌش دٍ اس اعتفبدُ ثب عبًتیوتز 2 طَل ثب ّبیی ًوًَِ اًطجبق لبثلیت 

هبٍراثٌفؼ ًَر در پلیوزّب پخت ٍ ًَردّی فزایٌذ 

  

 :دعتگبُ هؾخصبت ٍ اجشا
لزسُ ضذ هیش ثِ ارتمبء لبثلیت ثب صٌؼتی ّبی پزٍفیل ثب آلَهیٌین جٌظ اس هخصَؿ هیش 

خزٍجی ٍ عیگٌبل ّبی چزاؽ فزایٌذ، ٍ سهبى تٌظین کلیذّب، ًوبیؾگزّب، ؽبهل کٌتزلی پٌل ٍ 
 دعتگبُ ّبی ٍرٍدی

هکبًیکی پوپ اس اعتفبدُ ثب تَر 10-2 خلا عیغتن 

 



دعتگبُ ثِ ٍرٍدی ثبد فؾبر تٌظین عیغتن  

هیکزٍى 1-2 الگَ ایجبد دلت ثب هیلیوتزی 100*100 اثؼبد ثِ یکٌَاخت ًَر هٌجغ 

ثب ًوًَِ اعکي Joystick   ٍ عیغتن Motorized  

ثزاثز 800 تب ارتمب لبثل ٍ 160 ثشرگٌوبیی لذرت ثب چؾوی 3 اپتیکی عیغتن 

ّبی ًوًَِ ثزای اًطجبق فزایٌذ کزدى عبدُ ثزای ؽیئی لٌش دٍ ؽبهل اپتیکی عیغتن  
 عبًتیوتز 2 اس ثشرگتز

دٍجْت در اًتمبل ؽبهل هیکزٍهتزّب هیش XY چزخؾی عبهبًِ هیکزٍى، یک دلت ثب ٍ  
 Z جْت اًتمبل

ثب هختلف اثؼبد ثب ّبیی هبعک ثزای آلَهیٌین جٌظ اس ّب هبعک ًگذارًذُ عیغتن 
 خلا اس اعتفبدُ

اعتفبدُ ثب هختلف اثؼبد ثب ّبیی ًوًَِ ثزای آلَهیٌین جٌظ اس ّب ًوًَِ ًگذارًذُ عیغتن 
 خلا اس

عبًتیوتز 2 ضخبًت تب ّبیی ًوًَِ اس اعتفبدُ ثزای عیغتوی ًصت اهکبى 

 



 :دعتگبُ ثب کبر ًحَُ
 ّبی ًمؼ تب اعت ًیبس MEMS ادٍات یب ّبدی ًیوِ ادٍات عبخت ثزای ؽذ گفتِ کِ ّوبًطَر      

 MEMS ادٍات غبلت عبخت پزٍعِ در هثبل ثؼٌَاى .کزد ایجبد کزات ثِ ٍیفز رٍی ثز را هختلفی

 .گیزًذ لزار ٍیفز رٍی ثز ثبیذ هختلفی هزاحل در هبعکْب ایي .اعت ًیبس هبعک ػذد 8 اس ثیؼ ثِ

 هبعک تطجیك دعتگبُ کوک ثِ .اعت لاسم هیکزٍى 1 حذٍد دلت ثب هبعکْب دلیك هحل تٌظین

 .داد اًطجبق یکذیگز رٍی ثز هختلف هزاحل در را هبعکْب تَاى هی

 پوپ کزدى رٍؽي ثب ٍ لزاردادُ Mask holder در را هبعک اثتذا کِ اعت ایٌصَرت ثِ کبر ًحَُ      

  لزاردادُ هزثَطِ هحل در را ًوًَِ عپظ .دارین هی ًگِ هحکن ٍ ثبثت ثطَر خَد هحل در اًزا خلا

  ثب حبل .هیگیزد لزار ثبثت ٍ هحکن خَد هکبى در ًیش ًوًَِ کبرثز، اس اػوبلی فزهبى کوک ثِ ٍ

 عیغتن کوک ثِ .کٌذ هی ًگبُ هبعک ٍ ًوًَِ عطح ثِ کبرثز اپتیکی عیغتن اس اعتفبدُ

 را ًوًَِ ٍ هبعک ٍ دیذُ چؾن ثب را هیکزٍى 1 تب تَاى هی دعتگبُ، اپتیک در هَجَد ثشرگٌوبیی

 جبثجب هجشا ثطَر ؽیئی ّبی لٌش داردکِ ٍجَد لبثلیت ایي دعتگبُ ایي در .کزد هٌطجك ّن ثز

 دٍ در را تطجیك ػول ٍ کزد هؾبّذُ را ٍیفز اس هتفبٍت ًمطِ دٍ ٍاحذ آى در تَاى هی ٍ ؽًَذ

 تز عزیغ ٍ تز عبدُ ثطَر کِ دّذ هی را اهکبى ایي کبرثز ثِ لبثلیت ایي .داد اًجبم هجشا ًمطِ

  هی تزی عبدُ ثطَر هختلف ّبی اًذاسُ ثب ّبی ًوًَِ ثزای ّوچٌیي ٍ دّذ اًجبم را تطجیك ػول

 .داد اًجبم را تطجیك ػول تَاى

 فَتَرسیغت در ًمؼ ایجبد ثزای ًیبس هَرد ًَردّی سهبى کبرثز گزفت، اًجبم تطجیك ایٌکِ اس ثؼذ      

 فزهبى ٍ کٌتزل جؼجِ رٍی ثز کِ را تبیوزی کبرثز ، سهبى ایي تٌظین ثزای .کٌذ هی تٌظین را

 لبثل اى ػول هحذٍدُ کِ اعت لبثلیت ایي دارای تبیوز ایي .کٌذ هی تٌظین دارد، لزار دعتگبُ

  Start دکوِ کبرثز ًَردّی، سهبى تٌظین اس ثؼذ .اعت عبػت چٌذ تب ثبًیِ یک سهبًْبی اس تٌظین

   .ؽَد هی اًجبم دعتگبُ تَعط خَدکبر کبهلا ثطَر هبعک تطجیك کبر ثمیِ .دّذ هی فؾبر را
 



   ؽذُ جوغ آراهی ثِ ٍ خَدکبر ثطَر اپتیک هکبًیغن اثتذا کِ اعت ؽزح ایي ثِ کبر هزاحل      

  ؽذ، جوغ کبهلا اپتیک عیغتن ایٌکِ اس ثؼذ .رٍد هی کٌبر ثِ ًَردّی عیغتن جلَ اس ٍ

 عیغتن .ؽَد هی رٍؽي لاهپ ًوًَِ رٍی ثز گیزی لزار اس ثؼذ ٍ آهذُ جلَ آراهی ثِ لاهپ

 ٍ خَرد ًوی ًوًَِ ثِ ًَری ثیزٍى اس کِ اعت ؽذُ عبختِ ای ثگًَِ لاهپ ٍ دّی ًَر

 ثِ را ًظز هَرد ًمؼ ٍ گزفتِ تأثیز هَردًظز سهبى در لاهپ ًَر تأثیز تحت فَتَرسیغت

 .گیزد هی خَد

 ایٌکِ یکی اعت گزفتِ صَرت آصیٌِ همیبط ریش ؽزکت تَعط کِ اثذاػبتی جولِ اس     

  ظَْر ثزای ًیبس هَرد اًزصی هیشاى کِ ثطَری ثبفتِ تغییز کبهلا ًَردّی ٍ لاهپ عیغتن

 لاهپ، کزدى خبهَػ صَرت در ّوچٌیي .کٌذ هی تبهیي ثزاحتی را فَتَرسیغت، در الگَ

 ثزای کزدى صجز ثِ ًیبس ٍ کزد ػول عزػت ثِ تَاى هی ثؼذی ّبی ًوًَِ ًَردّی ثزای

 .ثبؽذ ًوی ًَردّی ٍ  لاهپ عیغتن ؽذى اهبدُ

 خبهَػ را لاهپ اتَهبتیک کبهلا ثطَر دعتگبُ رعیذ، پبیبى ثِ ًَردّی سهبى ایٌکِ اس ثؼذ     

 ثطَر اپتیک عیغتن عپظ .گزداًذ هی ثز خَد اٍلیِ هکبى ثِ را ًَردّی هکبًیغن ٍ کزدُ

 ثِ ًَردّی ٍ تطجیك ػول ایٌجب در .گزدد هی ثز خَد اٍلیِ هحل ثِ آراهی ثِ ٍ خَدکبر

  اس را خَد ًوًَِ ًوًَِ، ًگْذارًذُ کزدى خبهَػ اس پظ تَاًذ هی کبرثز ٍ رعذ هی پبیبى

 .دّذ اًجبم را ًؾبًی لایِ یب ٍ اچ هزاحل عبیز ٍ کزدُ خبرج دعتگبُ

 



 هیش ّوچٌیي .ؽَد هی دیذُ دعتگبُ فزهبى هذارات ٍ کٌتزل جؼجِ سیز ؽکلْبی در      

  توبهی .اعت هؾبّذُ لبثل ثؼذی ؽکلْبی در ًیش دعتگبُ جبًجی ًوبی ٍ ًوًَِ ًگْذارًذُ

 ثزای ٍ داخلی عبسًذگبى تَعط دعتگبُ درایي رفتِ ثکبر کٌتزلی عیغتن ٍ ّب طزاحی

  تَعؼِ ؽزکت)دعتگبُ عبسًذگبى کِ ثذکز لاسم .اعت ؽذُ اًجبم کؾَر در ثبر اٍلیي

 اختزاع ثجت ثزای دعتگبُ ایي ػلوی تبییذُ اخذ ثِ هَفك (آصیٌِ همیبط ریش فٌبٍری

 .کزد خَاٌّذ ثجت را اختزاع ایي کؾَر در ثبر اٍلیي ثزای آیٌذُ هبُ چٌذ در ٍ اًذ گزدیذُ

 .دارد انطباق قابلیت نیز پشت از جلو از انطباق بر علاوه سیستم این

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جعبه مذارات فرمان دستگاه تطبیق ماسک

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میز مخصوص نگهذارنذه ماسک و نمونه                           

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 
 نمای جانبی دستگاه تطبیق ماسک                         

 


